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概　要

産業技術総合研究所では、経済産業省フォーカス
21プロジェクトの一環として、MEMS製造設備を整
備し、MEMSの産業化を促進する「MEMSビジネス
棟」を竣工し、平成16年３月より稼動させています。
MEMSファンドリサービスが盛んになるにつれ、

ある程度量産化の見込みがたったデバイス試作につ
いては民間によるサービスが充実してきました。と
ころが研究開発要素のある試作や、中小ベンチャー
が行うニッチで、多品種少量のデバイス試作につい
ては、民間ではすぐには対応できないのが実情です。
このために産業技術総合研究所では民間企業では開
発リスクの高い、研究開発要素の大きなデバイス試
作サービスを共同研究ベースで進めています。
本施設は、産総研のMEMSに関わる研究ポテンシ

ャルと技術シーズを産業界の技術やニーズに連携さ
せ、MEMS分野における産学官の頭脳の結集や連携
強化、創造的な人材の育成を期すための施設であり、
MEMS研究開発の中心拠点のひとつとして積極的に
運用しています。

サービスの特徴

これまでに実用化されたMEMS技術としては、自
動車・医療用の各種センサやインクジェットプリン
タヘッド、反射型のプロジェクタ等が知られていま
す。今後、MEMS技術を利用した様々なセンサやア
クチュエータが開発されることによって、光通信・
モバイル機器への応用、計算機の周辺機器への応用、
更にバイオ分析や携帯用電源への応用へと展開する
ことが期待されており、MEMSは我が国の産業に活
力を与える次世代産業と位置づけられています。
我が国の製造業の競争力を増すには、開発のスピ

ードを強化するとともに、すぐにはまねできない独
自技術、特に研究開発に長期間を要する材料技術の
強化の必要性が指摘されています。産総研では、シ
リコンに加え、これまで独自に培ってきたガラスや
カーボンの「３次元微細加工技術」、センサやアクチ
ュエータに用いられる「高機能薄膜材料技術」を駆
使して、産業界との連携を更に密にし、次世代のデ
バイスをスピーディーに開発しています。主な開発
テーマとしては、次世代の高周波通信で用いられる

「RF-MEMS」、光通信、情報提示素子用の「光MEMS」、
バイオ分析で用いられる「流体MEMS」等が挙げら
れます。これらは我が国の工業製品を高機能化し、
大きく差別化するための技術として大きな期待を集
めているものです。くわえて、本施設では、とかく
技術者の層が薄いために実現できなかった他分野へ
のMEMSの応用を目指して「高度で創造的な技術者
の養成」にも寄与しています。現在までにNPO精密
工学ネットワークと連携し、単なる座学のみでない、
設計シミュレーション、プロセス計測実習を中心と
したMEMS実習講座を開講し、異分野の民間技術者
に好評を博しています。
本施設の主な設備は、ナノ領域の加工ツールであ

る「高加速電圧電子線描画装置」、段差等を有する構
造上に高い精度でパターンを描画する「MEMS専用
長焦点深度ステッパ」、MEMSで多用される「高アス
ペクト比ICPエッチング装置」、ナノ構造を工業的に
安価に製造する「ナノインプリント装置」から構成
されています。また、これら特色ある装置群に加え、
通常、MEMSで用いられる「加工装置群」「計測装置
群」もオールインワンで使用できる環境を整えて、
デバイスのスピーディーな試作開発を支援していま
す。またとかく公務員の数が制限されていることに
起因するサービス機能の低下をきたすことのないよ
うに努力しています。
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